
【発明の概要】
従来、シリコンウェーハなどの吸着チャックは真空吸着型か、高電圧の静電吸着型であり、真空ポンプ
や高電圧発生装置などが不可欠なため、装置が大型化し電力消費も大きく、しかも吸着対象物は表面
が固く凹凸のない平板状のものに限定されていた。
本発明は先端が毛バケのような接触柔軟性を持つ静電チャック構造を取り、微細な複数導電細線対が
並列並置され、３Ｄプリンタにより誘電体層薄膜で挟むように平面積層コーティング形成した静電チャック
構造とその高能率な製法に特徴があり、低電圧低消費電力で装置サイズも小型化できる吸着チャックで
あり、吸着対象物も柔軟なフィルム状シート、凹凸のある表面でも吸着可能である。
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